See the notice on TED website

432447-2025 - Ergebnis

Deutschland — Mikroelektronische Maschinen und Gerate — Reactive lon Etching (IZM-22) -
PR915350-2590-P

OJ S 125/2025 03/07/2025

Bekanntmachung vergebener Auftrage oder Zuschlagsbekanntmachung — Standardregelung
Lieferleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Fraunhofer-Gesellschaft - Einkauf B12
E-Mail: einkauf@zv.fraunhofer.de
Rechtsform des Erwerbers: Offentliches Unternehmen
Tatigkeit des offentlichen Auftraggebers: Allgemeine 6ffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1. Verfahren
Titel: Reactive lon Etching (1ZM-22) - PR915350-2590-P
Beschreibung: Reactive lon Etching (IZM-22)
Kennung des Verfahrens: 0a7dbb4b-3818-4d01-904e-2254177bcalc
Interne Kennung: PR915350-2590-P
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein

21.1. Zweck
Art des Auftrags: Lieferleistungen
Haupteinstufung (cpv): 31712100 Mikroelektronische Maschinen und Gerate

2.1.2. Erfillungsort
Stadt: Berlin
Postleitzahl: 13355
Land, Gliederung (NUTS): Berlin (DE300)
Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -

5. Los

5.1. Los: LOT-0001
Titel: Los 1: Reactive lon Etching (RIE) (1ZM-22.1)
Beschreibung: Los 1: Reactive lon Etching (RIE) (I1ZM-22.1) Das reaktive lonenatzen (RIE)
findet Anwendung bei der Vorbehandlung verschiedener Oberflachen fur die Galvanisierung,
das Kleben und auch fir eine bessere Haftung von organischen Filmen wie Polymeren und
Resist, fur die Herstellung von Mikrostrukturen, das Atzen von Mustern auf Wafern und die
Herstellung integrierter Schaltungen. Es wird fiir den prazisen und kontrollierten Materialabtrag
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eingesetzt. Um wiederholbare Atzergebnisse mit hohem Durchsatz zu erzielen, sind getrennte
Prozesskammern oder besser komplett getrennte Anlagen erforderlich, eine fir organische
und eine fiir anorganische Atzschichten (oder zuséatzliche Metallschichten), um jegliche
Kreuzkontamination zu vermeiden; aulRerdem sollte die Handhabung der Filmrahmen in einer
getrennten Maschine erfolgen. Die Gleichmaligkeit des reaktiven lonenatzens mit den
typischen Gasen Ar, SF6, CF4, 02, N2 sollte besser als <5% Uber einen 200mm-Wafer sein,
um geringe Prozessschwankungen und eine hohe Dickengleichmalligkeit zu ermdglichen, was
flr eine hohe Ausbeute entscheidend ist. Das System sollte in der Lage sein, Wafer mit einem
Durchmesser von 100 bis 200 mm ohne oder mit minimalem Aufwand nachzuristen und mit
Dicken im Bereich von 300-1200 um zu bearbeiten. Optionen: - Die erforderlichen Pumpen
(vorzugsweise von Edwards) und die Flussigkeitskuhlung sind im Kostenvoranschlag und
Budget enthalten

Interne Kennung: LOT-0001

5.1.1. Zweck
Art des Auftrags: Lieferleistungen
Haupteinstufung (cpv): 31712100 Mikroelektronische Maschinen und Gerate

5.1.2. Erfullungsort
Stadt: Berlin
Postleitzahl: 13355
Land, Gliederung (NUTS): Berlin (DE300)
Land: Deutschland

5.1.3. Geschatzte Dauer
Laufzeit: 15 Monate

5.1.6. Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt ganz oder teilweise aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fallt unter das Ubereinkommen (iber das 6ffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10. Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Qualitat
Bezeichnung: Technische Ausflhrung
Beschreibung: Technische Ausfuhrung
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 65
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Preis
Beschreibung: Preis
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 35

5.1.15. Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen liber das dynamische Beschaffungssystem:
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Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachpriifung
Uberprifungsstelle: Vergabekammern des Bundes
Organisation, die zusatzliche Informationen Uber das Vergabeverfahren bereitstellt:
Fraunhofer-Gesellschaft - Einkauf B12
Organisation, die weitere Informationen fir die Nachprufungsverfahren bereitstellt: Fraunhofer-
Gesellschaft zur Férderung der angewandten Forschung e.V.

5.1. Los: LOT-0002
Titel: Los 2: Reactive lon Etching (RIE) (1ZM-22.2)
Beschreibung: Los 2: Reactive lon Etching (RIE) (1ZM-22.2) Das reaktive lonenatzen (RIE)
findet Anwendung bei der Vorbehandlung verschiedener Oberflachen fir die Galvanisierung,
das Kleben und auch fur eine bessere Haftung von organischen Filmen wie Polymeren und
Resist, firr die Herstellung von Mikrostrukturen, das Atzen von Mustern auf Wafern und die
Herstellung integrierter Schaltungen. Es wird fur den prazisen und kontrollierten Materialabtrag
eingesetzt. Um wiederholbare Atzergebnisse mit hohem Durchsatz zu erzielen, sind getrennte
Prozesskammern oder besser komplett getrennte Anlagen erforderlich, eine fur organische
und eine fiir anorganische Atzschichten (oder zusétzliche Metallschichten), um jegliche
Kreuzkontamination zu vermeiden; aul3erdem sollte die Handhabung der Filmrahmen in einer
getrennten Maschine erfolgen. Die GleichmaRigkeit des reaktiven lonenatzens mit den
typischen Gasen Ar, SF6, CF4, O2, N2 sollte besser als <5% Uber einen 200mm-Wafer sein,
um geringe Prozessschwankungen und eine hohe Dickengleichmafigkeit zu ermdglichen, was
fur eine hohe Ausbeute entscheidend ist. Das System sollte in der Lage sein, Wafer mit einem
Durchmesser von 100 bis 200 mm ohne oder mit minimalem Aufwand nachzuristen und mit
Dicken im Bereich von 300-1200 um zu bearbeiten. Optionen: - Die erforderlichen Pumpen
(vorzugsweise von Edwards) und die Flussigkeitskihlung sind im Kostenvoranschlag und
Budget enthalten
Interne Kennung: LOT-0002

5.1.1. Zweck
Art des Auftrags: Lieferleistungen
Haupteinstufung (cpv): 31712100 Mikroelektronische Maschinen und Gerate

5.1.2. Erfullungsort
Stadt: Berlin
Postleitzahl: 13355
Land, Gliederung (NUTS): Berlin (DE300)
Land: Deutschland

5.1.3. Geschatzte Dauer
Laufzeit: 15 Monate

5.1.6. Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt ganz oder teilweise aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fallt unter das Ubereinkommen Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10. Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Qualitat
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Bezeichnung: Technische Aufuhrung

Beschreibung: Technische Ausfiuhrung

Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 65

Kriterium:

Art: Preis

Bezeichnung: Preis

Beschreibung: Preis

Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 35

5.1.15. Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen uber das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprifung
Uberprifungsstelle: Vergabekammern des Bundes
Organisation, die zusatzliche Informationen Uber das Vergabeverfahren bereitstellt:
Fraunhofer-Gesellschaft - Einkauf B12
Organisation, die weitere Informationen fur die Nachprufungsverfahren bereitstellt: Fraunhofer-
Gesellschaft zur Férderung der angewandten Forschung e.V.

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Vertrage: Nicht verdffentlicht
Begrindungscode: Sonstiges offentliches Interesse

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001
Status der Preistragerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2. Informationen uber die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: Trymax Semiconductor Equipment BV
Angebot:
Kennung des Angebots: TEN-0001
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Wert der Ausschreibung: Nicht veroffentlicht
Begrindungscode: Sonstiges oOffentliches Interesse
Vergabe von Unterauftragen: Nein
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: CON-0001
Datum des Vertragsabschlusses: 24/06/2025

6.1.4. Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeantrage:
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 1
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 1
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6.1.

6.1.2.

6.1.4.

Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Kleinst-, kleinen oder mittleren
Unternehmen

Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 1

Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bietern, die in anderen Landern des
Européischen Wirtschaftsraums registriert sind als dem Land des Beschaffers

Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 1

Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bieter aus Landern aul3erhalb des
Europaischen Wirtschaftsraums

Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0

Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0002
Status der Preistragerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

Informationen uber die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: Trymax Semiconductor Equipment BV
Angebot:

Kennung des Angebots: TEN-0002

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0002
Wert der Ausschreibung: Nicht veroffentlicht
Begriindungscode: Sonstiges 6ffentliches Interesse
Vergabe von Unterauftragen: Nein

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: CON-0002

Datum des Vertragsabschlusses: 24/06/2025

Statistische Informationen

Eingegangene Angebote oder Teilnahmeantrage:

Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote

Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 1

Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 1

Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Kleinst-, kleinen oder mittleren
Unternehmen

Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 1

Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bietern, die in anderen Landern des
Europaischen Wirtschaftsraums registriert sind als dem Land des Beschaffers

Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 1

Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bieter aus Landern auf3erhalb des
Europaischen Wirtschaftsraums

Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0

8. Organisationen

8.1.

432447-2025

ORG-7001

Offizielle Bezeichnung: Fraunhofer-Gesellschaft - Einkauf B12
Registrierungsnummer: DE 129515865

Postanschrift: Hansastralle 27¢

Stadt: MUnchen

Postleitzahl: 80686

Land, Gliederung (NUTS): Munchen, Kreisfreie Stadt (DE212)
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8.1.

8.1.

8.1.

432447-2025

Land: Deutschland

Kontaktperson: Einkauf Betrieb und Infrastruktur

E-Mail: einkauf@zv.fraunhofer.de

Telefon: +49891205-0

Internetadresse: https://vergabe.fraunhofer.de/

Profil des Erwerbers: https://vergabe.fraunhofer.de/NetServer/

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Zentrale Beschaffungsstelle, die 6ffentliche Auftrage oder Rahmenvereinbarungen im
Zusammenhang mit fir andere Beschaffer bestimmten Bauleistungen, Lieferungen oder
Dienstleistungen vergibt/abschlief3t

Organisation, die zusatzliche Informationen Uber das Vergabeverfahren bereitstellt

ORG-7004

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammern des Bundes
Registrierungsnummer: 1:022894990

Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Stralle 16

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53113

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland

E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telefon: +49 228 9499-0

Rollen dieser Organisation:

Uberprifungsstelle

ORG-7005

Offizielle Bezeichnung: Fraunhofer-Gesellschaft zur Férderung der angewandten Forschung e.

V.

Registrierungsnummer: DE-129515865

Postanschrift: Hansastralle 27¢

Stadt: Minchen

Postleitzahl: 80686

Land, Gliederung (NUTS): Munchen, Kreisfreie Stadt (DE212)
Land: Deutschland

E-Mail: einkauf@zv.fraunhofer.de

Telefon: +49 89 1205-0

Internetadresse: https://www.fraunhofer.de

Rollen dieser Organisation:

Organisation, die weitere Informationen fur die Nachpriufungsverfahren bereitstellt

ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: Trymax Semiconductor Equipment BV
Grolke des Wirtschaftsteilnehmers: Mittleres Unternehmen
Registrierungsnummer: NL 820830719.B01

Postanschrift: Bijsterhuizen 11-52

Stadt: Nijmegen

Postleitzahl: 6546 AS

Land, Gliederung (NUTS): Arnhem/Nijmegen (NL226)

Land: Niederlande

E-Mail: goeran.riemer@trymax-semiconductor.com
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Telefon: +31689937317

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Wirtschaftlicher Eigentiimer:

Gewinner dieser Lose: LOT-0001, LOT-0002

8.1. ORG-7006
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: e1c0b40e-1a58-4571-ba55-61bd3cf7f5ff - 01
Formulartyp: Ergebnis

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Auftrage oder
Zuschlagsbekanntmachung — Standardregelung

Unterart der Bekanntmachung: 29

Datum der Ubermittlung der Bekanntmachung: 02/07/2025 11:12:43 (UTC+02:00)
Osteuropaische Zeit, Mitteleuropaische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfugbar ist: Deutsch, Englisch
Veroéffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 432447-2025

ABI. S — Nummer der Ausgabe: 125/2025

Datum der Veroéffentlichung: 03/07/2025
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